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Sposoh wytwarzania masy oporowej

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania masy oporowej.

Dotychczas znane spdsoby wytwarzania mas oporowych polegaja na mieszaniu sproszkowanych polimerdw
termoplastycznych z substancjg przewodzacyg np. proszkiem miedziowym lub srebrowym, bgd# jak to ma miejsce
ptzy otrzymywaniu gum przewodzacych, przez mechaniczne wrabianie sadzy do elastomeru na walcarkach lub
w mieszarkach zamknietych.

Inny, znany sposéb otrzymywania przewodzacych mas polimerycznych polega ma mieszaniu ptoszkévr
nmetali lub sadzy z cieklymi Zywicami epoksydowymi, a nastgpnie na ich utrwardzeniu. ’

Niedogodnoscig opisanych sposob6w jest koniecznos¢ stosowania znacznej ilodci proszkéw metali lub nadzy
w celu vzyskania istotnej zmiany przewodnictwa, tym samym duzy koszt wyrobu. Ponadto za$ uzy!lr.lna masy -
oporowe charakteryzuja si¢ mata odpornoscia mechaniczna, zwlaszcza na zginanie.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania masy oporowej, ktéry nie bedzie posiadat opisa-
nych wyZej niedogodnosci.

Sposdb wytwarzania mas oporowych wedtug wynalazku polega na tym, 7e nienasycong Zywice poliestrows
w temperaturze pokojowej poddaje si¢ polimeryzacji w obecnodci ipicjatora, korzystnie nadtlenku metyloetylo-
ketonu i przyspieszacza, korzystnie roztworu naftenianu kobaltu, po czym do polimeryzujgcej Zywicy dodaje sig
sadzy acetylenowej i uciera, a uzyskana mas¢ wlewa do form, obracanych wokét poziomych osi i po mkoﬁcmni\l
zelowania utwardza si¢ w temperaturze korzystnie 90°, w czasie od 6 do 8 godzin.

Zalety masy wedlug wynalazku polegaja na mozliwosci ksztaltowania opomosci whaéciwej w szerokim:
zakresie wattodci przy bardzo matej zawarto§ci sadzy. Ponadto uzyskana masa charakteryzuje si¢ dobrymi
whesciwosciami mechanicznymi, 2wlaszcza odpornoscig na zginanie. Dzigki tym wlasnosciom masa oporowa
wedtug wynalazku moze by¢ stosowana do wytwarzania opornikéw, elementéw grzejnych, powtok przewodza-

veir 1 galwanicznych oraz zelkotow przewodzgcych w produkeji laminatéw poliestrowo-szklanych.

SpusGb wytwarzania masy wedlug wynalazku ilustruje ponizszy przyktad.

Preyktad, Wkolbie stoikowej odwaza si¢ 150 g nienasyconej zywicy poliestrowej, dodaje 3 ml nad-
tenku metyloetvlicketonu oraz 1 ml 1% roztwory naftenianu kobaltu. Zawarto$é kolby miesza si¢ i pozostawia
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w temperaturze pokojowej przez 18 godzin. Do polimeryzujgcej Zywicy dodaje si¢ 0,6 g sadzy acetylenowej
i uciera z zywicg przez 20 minut, po czym uzyskang mas¢ wlewa do formy, ktérg umieszcza si¢ w poziomym
bebnie metalowym napedzanym silnikiem elektrycznym. Po zZelowaniu, tj. po uptywie 24 godzin od rozpocze-
cia polimeryzacji, Zywice utwardza si¢ w temperaturze 90°C przez 6 godzin i wyjmuje z formy.

Uzyskana masa oporowa charakteryzuje si¢ przewodnictwem wiasciwym od 2—-1075Q"'cm™
czesciach wagowych sadzy acetylenowej na 100 czeéci wagowych zywicy poliestrowej do 3:10°2Q~' cm™
10 czgsciach wagowych acetylenowej na 100 czgéci wagowych Zywicy poliestrowe;j.

! przy 0,4
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Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania masy oporowej, znamienny. ty m, Ze nienasycong Zywic¢ poliestrowa poddaje
si¢ polimeryzacji w temperaturze pokojowej w obecnosci inicjatora, korzystnie nadtlenku metyloetyloketonu
i przyspieszacza, korzystnie roztworu naftenianu kobaltu, po czym do polimeryzujgcej Zywicy dodaje si¢ sadzy
acetylenowej i uciera, a uzyskang mase wlewa do form, obracanych wokét poziomej osi i po zakoriczeniu Zelowa-
nia utwardza si¢ w temperaturze korzystnie 90°C w czasie od 6 do 8 godzin.
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